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STRAHLUNGSEMITTIERENDE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG

(57) Abstract: Disclosed is a radiation-emitting device
(100, 200) comprising a substrate (2) and a plurality of
optoelectronic components (4) arranged on the substrate in
rows (8-1, 8-2, 8-3) running parallel to a preferred direction
(6). Each optoelectronic component comprises a sequence
of layers suitable for generating electromagnetic radiation.
The radiation-emitting device (100, 200) also comprises a
cover element (14) which is arranged on the plurality of
optoelectronic components and which comprises a plurality
of first contact elements (18), each of which is electrically
connected to the first electrode faces of at least some of the
optoelectronic components and a plurality of second contact
elements (20), each of which is electrically connected to the
second electrode faces of at least some of the optoelectronic
components. Said contact elements are in the form of strips
and extend in the preferred direction.

&) Zusammenfassung: Es wird eine
Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) angegeben,
welche ein Substrat (2) und eine Vielzahl von auf dem
Substrat in parallel zu einer Vorzugsrichtung (6)
verlaufenden Reihen (8-1, 8-2, 8-3) angeordneten
optoelektronischen Bauelementen (4) umfasst. Jedes der
optoelektronischen Bauelemente umfasst

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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eine zur Erzeugung elektromagnetischer Strahlung geeignete Schichtenfolge. Des Weiteren umfasst die Strahlungsemittierende
Vorrichtung (100, 200) ein Abdeckelement (14), welches auf der Vielzahl von optoelektronischen Bauelementen angeordnet ist
und eine Vielzahl von ersten Kontaktelementen (18), welche jeweils mit den ersten Elektrodenfldchen zumindest einiger der
optoelektronischen Bauelementen elektrisch leitend verbunden sind, und eine Vielzahl von zweiten Kontaktelementen (20),
welche jeweils mit den zweiten Elektrodenflichen zumindest einiger der optoelektronischen Bauelementen elektrisch leitend
verbunden sind, umfasst, wobei die Kontaktelemente streifenformig ausgebildet sind und sich entlang der Vorzugsrichtung
erstrecken.
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Beschreibung

Strahlungsemittierende Vorrichtung und Verfahren zur

Herstellung derselben

Es werden eine strahlungsemittierende Vorrichtung und ein

Verfahren zur Herstellung derselben angegeben.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102013109822.3, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Strahlungsemittierende Vorrichtungen, insbesondere solche,
welche organische Leuchtdioden (OLEDs) umfassen, eignen sich
als groBflachige, diinne Leuchtelemente. In vielen
Anwendungsfallen ist es wilnschenswert, dass
elektromagnetische Strahlung Uber eine méglichst groBe
Leuchtflache hinweg emittiert wird. Es existieren jedoch
mehrere Faktoren, welche eine beliebige Skalierung der
strahlungsemittierenden Vorrichtungen begrenzen.
Beispielsweise wirkt der grole Flachenwiderstand von

transparenten Elektroden stark limitierend.

Eine aus dem Stand der Technik bekannte L&sung besteht darin,
eine Vielzahl von vereinzelten OLED-Bauelementen
nebeneinander auf einer Flache anzuordnen, wobei diese iber
externe Strukturen miteinander elektrisch verbunden werden.
Ublicherweise weisen die OLED-Bauelemente Steckelemente oder
Rahmenelemente auf, mit denen sie auf einer Platte befestigt
werden konnen. Nachteilig an dieser Losung ist, dass sie eine
Vereinzelung in individuelle OLED-Bauelemente erfordert und
somit einen Verfahrensschritt, welcher einen relativ grolBen

Aufwand bedeutet.
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Zumindest eine Aufgabe von bestimmten Ausfihrungsformen ist
es, eine strahlungsemittierende Vorrichtung mit einer grolen
Leuchtfldche anzugeben, die eine mdéglichst homogene
Strahlungsintensitat aufweist. Insbesondere ist es eine
Aufgabe, eine strahlungsemittierende Vorrichtung
bereitzustellen, welche ohne einen auf die Vereinzelung in
individuelle lichtemittierende Bauelemente gerichteten

Verfahrensschritt hergestellt werden kann.

Diese Aufgabe wird durch eine strahlungsemittierende
Vorrichtung gemalB dem Patentanspruch 1 und ein Verfahren

gemall dem Patentanspruch 12 geldst.

Vorteilhafte Ausfihrungsformen und Weiterbildungen des
Gegenstands und des Verfahrens sind in den abhangigen
Anspriichen gekennzeichnet und gehen weiterhin aus der

nachfolgenden Beschreibung und den Zeichnungen hervor.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung umfasst eine
strahlungsemittierende Vorrichtung ein Substrat und eine
Vielzahl von auf dem Substrat angeordneten optoelektronischen

Bauelementen.

Dass eine Schicht oder ein Element ,auf™ oder ,iber™ einer
anderen Schicht oder einem anderen Element oder auch
~zwischen™ zwei anderen Schichten oder Elementen angeordnet
oder aufgebracht ist, kann hier und im Folgenden bedeuten,
dass die eine Schicht oder das eine Element unmittelbar im
direkten mechanischen und/oder elektrischen Kontakt auf der
anderen Schicht oder dem anderen Element angeordnet ist.
Weiterhin kann es auch bedeuten, dass die eine Schicht oder

das eine Element mittelbar auf beziehungsweise iber der
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anderen Schicht oder dem anderen Element angeordnet ist.
Dabei koénnen dann weitere Schichten und/oder Elemente
zwischen der einen und der anderen Schicht oder dem einen und

dem anderen Element angeordnet sein.

Die optoelektronischen Bauelemente sind in Reihen angeordnet,
welche parallel zu einer Vorzugsrichtung verlaufen. Jedes der
optoelektronischen Bauelemente umfasst eine zur Erzeugung
elektromagnetischer Strahlung geeignete Schichtenfolge mit
mindestens einer ersten Elektrodenfldche (die beispielsweise
als Kathode ausgebildet ist), mindestens einer zweiten
Elektrodenflidche (die beispielsweise als Anode ausgebildet
ist) und mindestens einer Funktionsschicht zwischen der
ersten Elektrodenflache und der zweiten Elektrodenfldche. Die
Funktionsschicht ist dazu geeignet, in einem eingeschalteten
Betriebszustand elektromagnetische Strahlung zu erzeugen.
AuBerdem umfasst die strahlungsemittierende Vorrichtung ein
Abdeckelement, welches auf der Vielzahl von
optoelektronischen Bauelementen angeordnet ist. Somit sind
die optoelektronischen Bauelemente zwischen dem Substrat und
dem Abdeckelement angeordnet, wobei das Substrat und/oder das
Abdeckelement dazu ausgebildet sein kodnnen, die
optoelektronischen Bauelemente vor Feuchtigkeit und/oder
Sauerstoff zu schiitzen. Das Abdeckelement umfasst einen
Abdecktrager, welcher bevorzugt aus Glas oder einem Polymer
besteht oder eines dieser Materialien enthalt. Zwischen den
optoelektronischen Bauelementen und dem Abdeckelement kann
des Weiteren eine zusatzliche Dinnschichtverkapselung

vorgesehen sein.

Das Abdeckelement umfasst eine Vielzahl von ersten
Kontaktelementen, welche jeweils mit den ersten

Elektrodenflachen (beispielsweise den Kathoden) zumindest
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einiger der optoelektronischen Bauelementen (mittelbar oder
unmittelbar) elektrisch leitend verbunden sind. Die ersten
Kontaktelemente sind streifenfdrmig ausgebildet und

erstrecken sich entlang der Vorzugsrichtung.

Das Abdeckelement umfasst des Weiteren eine Vielzahl von
zweiten Kontaktelementen, welche jeweils mit den zweiten
Elektrodenflachen (beispielsweise den Anoden) zumindest
einiger der optoelektronischen Bauelementen (mittelbar oder
unmittelbar) elektrisch leitend verbunden sind. Die zweiten
Kontaktelemente sind streifenfdrmig ausgebildet und
erstrecken sich entlang der Vorzugsrichtung. BRevorzugt sind
die ersten Elektrodenflachen der optoelektronischen
Bauelemente ausschlielRlich einer ersten Polaritat zugeordnet
und beispielsweise als Kathoden ausgebildet bzw. wirken als
Kathoden. Analog sind die zweiten Elektrodenfldchen der
optoelektronischen Bauelemente bevorzugt ausschlieRlich einer
zweliten Polaritat zugeordnet, beispielsweise als Anoden

ausgebildet bzw. wirken als Anoden.

Bevorzugt ist, dass die ersten Kontaktelemente ausschliellich
mit den ersten Elektrodenfldchen zumindest einiger der
optoelektronischen Bauelementen elektrisch leitend wverbunden
sind und mit keiner zweiten Elektrodenflache eines
optoelektronischen Bauelements. Analog ist bevorzugt, dass
die zweiten Kontaktelemente ausschlieRlich mit den zweiten
Elektrodenflachen zumindest einiger der optoelektronischen
Bauelementen elektrisch leitend verbunden sind und mit keiner
ersten Elektrodenfliche eines optoelektronischen Bauelements.
Beispielsweise sind ersten Kontaktelemente ausschlieRlich mit
den Kathoden zumindest einiger der optoelektronischen
Bauelementen elektrisch leitend verbunden und mit keiner

Anode eines optoelektronischen Bauelements. Analog sind
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beispielsweise die zweiten Kontaktelemente ausschlielRlich mit
den Anoden zumindest einiger der optoelektronischen
Bauelementen elektrisch leitend verbunden und mit keiner

Kathode eines optoelektronischen Bauelements.

Dadurch, dass das Abdeckelement Kontaktelemente aufweist,
durch welche die Elektrodenfldchen der optoelektronischen
Bauelemente kontaktiert werden, kdénnen die optoelektronischen
Bauelemente auf dem urspringlichen Herstellungssubstrat
(engl. mother glass) belassen werden, ohne dass eine
Auftrennung des Herstellungssubstrats und somit eine
Vereinzelung in individuelle Bauelemente erfolgen muss.
Vielmehr ist die strahlungsemittierende Vorrichtung als
monolithische Struktur ausgebildet, in welcher das
urspringliche Herstellungssubstrat kompakt erhalten bleibt
und das Substrat der strahlungsemittierenden Vorrichtung

ausbildet.

Im Vergleich zu aus dem Stand der Technik bekannten
Vorrichtungen sind keine zusadtzlichen Leiterrahmen
erforderlich, um Randbereiche der Bauelemente zu verdecken.
AuBerdem konnen die Abstande zwischen den optoelektronischen
Bauelementen im Vergleich zum Stand der Technik reduziert
werden, da in den Bereichen zwischen den Bauelementen keine
Durchtrennung der Struktur erfolgen muss. Eine Durchtrennung
des Herstellungssubstrats beispielsweise durch Ritzen und
Brechen ist lediglich entlang einiger oder sogar nur einer
Linie erforderlich (beispielsweise durch Laserbehandlung),
namlich an den Kanten des Substrats der

strahlungsemittierenden Vorrichtung.

Die typischerweise als metallische Strukturen ausgebildeten

Kontaktelemente sorgen aufgrund ihres vergleichbar geringen
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Widerstandes fiir eine Reduzierung des Spannungsverlustes
zwischen den individuellen Bauelementen. Die Verbindung der
individuellen Bauelemente erfolgt nicht durch externe
Strukturen, sondern durch eine Verbindung zwischen den
Kontaktelementen und den Elektrodenflachen im Bereich
zwischen den BRauelementen und somit durch eine interne

Konfiguration.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass die
Schichtenfolge der optoelektronischen Bauelemente jeweils
eine organische Funktionsschicht, insbesondere eine
organische elektrolumineszierende Schicht umfasst. Die
optoelektronischen Bauelemente sind somit als OLEDs

ausgebildet.

Die Funktionsschichten kénnen insbesondere einen organischen
funktionellen Schichtenstapel mit einer organischen
elektrolumineszierenden Schicht umfassen. Der organische
funktionelle Schichtenstapel kann beispielsweise eine
Lochinjektionsschicht, eine Léchertransportschicht, eine
Elektronenblockierschicht, eine Ldcherblockierschicht, eine
Elektronentransportschicht und/oder eine
Elektroneninjektionsschicht aufweisen, die geeignet sind,
Locher bzw. Elektronen zu der organischen
elektrolumineszierenden Schicht zu leiten bzw. den jeweiligen
Transport zu blockieren. Geeignete Schichtaufbauten fir den
organischen funktionellen Schichtenstapel sind dem Fachmann

bekannt und werden daher hier nicht weiter ausgefiihrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass eine

Liange und/oder eine Breite jedes optoelektronischen
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Bauelements zwischen 1 mm und 10 cm, bevorzugt zwischen 2 mm

und 2 cm betragt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass eine
Lange und/oder eine Breite des Substrats und/oder des
Abdeckelements zwischen 10 mm und 5 m, bevorzugt zwischen 10

cm und 1 m betragt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass eine
Dicke des Substrats und/oder des Abdeckelements zwischen 0,1

mm und 5 cm, bevorzugt zwischen 0,5 mm und 5 mm betragt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass die
ersten oder zweiten Elektrodenfldchen transparent ausgebildet
sind. Bevorzugt sind die Elektrodenfldchen, welche zwischen
den Funktionsschichten und dem Substrat angeordnet sind,
transparent ausgebildet, so dass aus den Funktionsschichten
heraus emittiertes Licht durch die Elektrodenflachen und das

Substrat hindurch abgestrahlt werden kann.

Die transparent ausgebildeten Elektrodenfldchen umfassen
vorzugsweise ein transparentes leitendes Oxid (Transparent
Conductive Oxide, TCO). Transparente leitende Oxide sind
transparente, leitende Materialien, in der Regel Metalloxide,
wie beigpielsweise Zinkoxid, Zinnoxid, Cadmiumoxid,

Titanoxid, Indiumoxid oder Indiumzinnoxid (ITO).

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass das

Substrat transparent ausgebildet ist. In diesem Fall kann
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durch das Substrat eine Strahlungsaustrittsflache der
strahlungsemittierenden Vorrichtung gebildet sein. Bevorzugt
besteht das Substrat aus Glas oder einem Polymer oder enthalt

eines dieser Materialien.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass
jedes der ersten Kontaktelemente jeweils tber einer der

Reihen von optoelektronischen Bauelementen angeordnet ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass
jedes der zweiten Kontaktelemente jeweils liber einem Bereich
zwischen zwei benachbarten Reihen von optoelektronischen

Bauelementen angeordnet ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass
jedes der ersten Kontaktelemente jeweils mit ersten
Kontaktstrukturen verbunden ist, welche in Bereichen zwischen
zwel in einer Reihe nebeneinanderliegenden (benachbarten)

optoelektronischen Bauelementen ausgebildet sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass
jedes der zweiten Kontaktelemente jeweils mit zweiten
Kontaktstrukturen verbunden ist, welche in Bereichen zwischen
zwel nebeneinanderliegenden optoelektronischen Bauelementen

aus zwel benachbarten Reihen ausgebildet sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass

zumindest einige der Kontaktelemente an zumindest einigen der
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Kontaktstrukturen iiber einen leitfdhigen Kleber befestigt

sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass die
Kontaktelemente durch eine strukturierte Metallisierung an
einer der Hauptfldchen des Abdecktridgers ausgebildet sind.
Bevorzugt handelt es sich um eine laserstrukturierte

Metallisierung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass das
Abdeckelement in Vorzugsrichtung liber das Substrat
hinausragt. In den nicht durch das Substrat tberdeckten
Bereich kénnen die Kontaktelemente des Abdeckelement leicht
von auBen kontaktiert werden. Bevorzugt bildet der nicht
durch das Substrat tberdeckte Bereich des Abdeckelements eine
Kontaktierungsleiste aus, welche beispielsweise in eine
entsprechende separate Fassung eingesteckt werden kann, durch
welche die strahlungsemittierende Vorrichtung mit

elektrischer Energie versorgt werden kann.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine (erweiterte)
strahlungsemittierende Vorrichtung, welche eine erste und
eine zweite (einfache) strahlungsemittierende Vorrichtung
umfasst, welche jeweils wie oben beschrieben aufgebaut sind.
Hierbei ist der Abdecktrager der zweiten (einfachen)
strahlungsemittierenden Vorrichtung durch den Abdecktrager
der ersten (einfachen) strahlungsemittierenden Vorrichtung
gebildet, d.h. die erste und die zweite
strahlungsemittierende Vorrichtung haben einen gemeinsamen
Abdecktrager. Das Substrat der ersten (einfachen)

strahlungsemittierenden Vorrichtung und das Substrat der
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zweiten (einfachen) strahlungsemittierenden Vorrichtung sind
auf gegeniliberliegenden Seiten des gemeinsamen Abdecktragers
angeordnet. Hierdurch wird eine Vorrichtung bereitgestellt,
welche beidseitig Strahlung emittiert und welche einfach in
eine Vielzahl von méglichen Konfigurationen eingebaut werden
kann. Genauer werden durch durch das Substrat der ersten
(einfachen) strahlungsemittierenden Vorrichtung eine erste
Strahlungsaustrittsflache und durch durch das Substrat der
zweiten (einfachen) strahlungsemittierenden Vorrichtung eine
zweite Strahlungsaustrittsfldche der (erweiterten)

strahlungsemittierenden Vorrichtung gebildet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der
strahlungsemittierenden Vorrichtung ist vorgesehen, dass die
Kontaktelemente der ersten (einfachen)
strahlungsemittierenden Vorrichtung durch eine strukturierte
Metallisierung an einer ersten Hauptfliche des Abdecktragers
ausgebildet sind und die Kontaktelemente der zweiten
(einfachen) strahlungsemittierenden Vorrichtung durch eine
strukturierte Metallisierung an einer zweiten, der ersten
Hauptflache gegeniberliegenden Hauptflache des Abdecktréagers

ausgebildet sind.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung einer (einfachen) strahlungsemittierenden

Vorrichtung, welche wie oben beschrieben aufgebaut ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Verfahren

folgende Verfahrensschritte:

- Bereitstellen eines Substrats und einer Vielzahl von auf
dem Substrat angeordneten optoelektronischen Bauelementen,

wobei die optoelektronischen Bauelemente in Reihen angeordnet
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sind, welche parallel zu einer Vorzugsrichtung verlaufen und
wobei jedes der optoelektronischen Bauelemente eine zur
Erzeugung elektromagnetischer Strahlung geeignete
Schichtenfolge mit mindestens einer ersten Elektrodenflache,
mindestens einer zweiten Elektrodenfldche und mindestens
einer Funktionsschicht zwischen der ersten Elektrodenflédche

und der zweiten Elektrodenfl&che umfasst;

- Bereitstellen eines Abdeckelements, wobeili das
Abdeckelement einen Abdecktridger und eine Vielzahl von ersten
und zweiten streifenfdrmig ausgebildeten Kontaktelementen auf

einer Hauptflache des Abdecktragers umfasst; und

- Befestigen des Abdeckelements an die Vielzahl von
optoelektronischen Bauelementen, wobei die Vielzahl wvon
ersten Kontaktelementen jeweils mit den ersten
Elektrodenflachen zumindest einiger der optoelektronischen
Bauelementen und die Vielzahl von zweiten Kontaktelementen
Jjeweils mit den zweiten Elektrodenfldchen zumindest einiger
der optoelektronischen Bauelementen (mittelbar oder

unmittelbar) elektrisch leitend verbunden werden.

Beispielsweise kann das Abdeckelement an die Vielzahl von

optoelektronischen Bauelementen geklebt werden.

Bevorzugt wird die Vielzahl von ersten und zweiten
Kontaktelementen des Abdeckelements durch Laserstrukturieren
einer Metallisierung auf einer der Hauptflachen des

Abdecktragers hergestellt.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung einer (erweiterten) strahlungsemittierenden

Vorrichtung, welche wie oben beschrieben aufgebaut ist.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Verfahren

folgende Verfahrensschritte:

- Bereitstellen eines ersten Substrats und einer ersten
Vielzahl von auf dem ersten Substrat angeordneten
optoelektronischen Bauelementen, wobei die optoelektronischen
Bauelemente in Reihen angeordnet sind, welche parallel zu
einer Vorzugsrichtung verlaufen und wobei jedes der
optoelektronischen Bauelemente eine zur Erzeugung
elektromagnetischer Strahlung geeignete Schichtenfolge mit
mindestens einer ersten Elektrodenfliche, mindestens einer
zweliten Elektrodenfldche und mindestens einer
Funktionsschicht zwischen der ersten Elektrodenflache und der

zwelten Elektrodenfldche umfasst;

- Bereitstellen eines zweiten Substrats und einer zweiten
Vielzahl von auf dem zweiten Substrat angeordneten
optoelektronischen Bauelementen, wobei die optoelektronischen
Bauelemente in Reihen angeordnet sind, welche parallel zu
einer Vorzugsrichtung verlaufen und wobei jedes der
optoelektronischen Bauelemente eine zur Erzeugung
elektromagnetischer Strahlung geeignete Schichtenfolge mit
mindestens einer ersten Elektrodenfliche, mindestens einer
zweliten Elektrodenfldche und mindestens einer
Funktionsschicht zwischen der ersten Elektrodenflache und der

zwelten Elektrodenfldche umfasst;

- Bereitstellen eines Abdeckelements, wobeili das
Abdeckelement einen Abdecktrdger und eine erste Vielzahl von
ersten und zweiten streifenfdrmig ausgebildeten
Kontaktelementen auf einer ersten Hauptfliche des

Abdecktragers und eine zweite Vielzahl von ersten und zweiten
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streifenfdrmig ausgebildeten Kontaktelementen auf einer

zwelten Hauptfldche des Abdecktragers umfasst;

- Befestigen des Abdeckelements an die erste Vielzahl von
optoelektronischen Bauelementen, wobei die erste Vielzahl von
ersten Kontaktelementen jeweils mit den ersten
Elektrodenflachen zumindest einiger der ersten Vielzahl wvon
optoelektronischen Bauelementen und die erste Vielzahl von
zwelten Kontaktelementen jeweils mit den zweiten
Elektrodenflachen zumindest einiger der ersten Vielzahl wvon
optoelektronischen Bauelementen (mittelbar oder unmittelbar)

elektrisch leitend verbunden werden; und

- Befestigen des Abdeckelements an die zweite Vielzahl wvon
optoelektronischen Bauelementen, wobei die zweite Vielzahl
von ersten Kontaktelementen jeweils mit den ersten
Elektrodenflachen zumindest einiger der zweiten Vielzahl wvon
optoelektronischen Bauelementen und die zweite Vielzahl von
zwelten Kontaktelementen jeweils mit den zweiten
Elektrodenflachen zumindest einiger der zweiten Vielzahl wvon
optoelektronischen Bauelementen (mittelbar oder unmittelbar)

elektrisch leitend verbunden werden.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen

Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Figuren 1 bis 6 ein Verfahren zur Herstellung einer

erfindungsgemdlen strahlungsemittierenden Vorrichtung gemal

einem ersten Ausfihrungsbeispiel,
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Figur 7 eine fertige erfindungsgemidle strahlungsemittierende

Vorrichtung gemal dem ersten Ausfihrungsbeispiel,

Figuren 8 und 9 schematische Schnittansichten der

strahlungsemittierenden Vorrichtung,

Figuren 10 - 13 eine strahlungsemittierende Vorrichtung sowie
ein Verfahren zur Herstellung derselben gemal einem zweiten

Ausfihrungsbeispiel der Erfindung, und

Figur 14 eine mdgliche Anwendung der strahlungsemittierenden

Vorrichtung 200 als Beleuchtungseinrichtung.

In den Ausfihrungsbeispielen und Figuren ké&nnen gleiche,
gleichartige oder gleich wirkende Elemente jeweils mit
denselben BRezugszeichen versehen sein. Die dargestellten
Elemente und deren GroRenverhdltnisse untereinander sind
nicht als maRstabsgerecht anzusehen; vielmehr kdnnen einzelne
Elemente, wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente
und Bereiche, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum
besseren Verstandnis tUberproportional groR dargestellt sein;
dies kann sich auf einzelne Abmessungen oder auf alle

Abmessungen der Elemente beziehen.

Die Figuren 1 bis 6 zeigen ein Verfahren zur Herstellung
einer insgesamt mit 100 bezeichneten erfindungsgemilien
strahlungsemittierenden Vorrichtung gemdl einem ersten

Ausfihrungsbeispiel.

In einem ersten Verfahrensschritt wird ein Substrat 2
bereitgestellt, welches beispielsweise aus Glas besteht und
auf welchem eine Vielzahl von optoelektronischen Bauelementen

4 in Form von organischen Leuchtdioden angeordnet sind. Die
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optoelektronischen Bauelemente sind in parallelen Reihen 8-1,
8-2, 8-3 angeordnet, welche parallel zu einer Vorzugsrichtung
6 verlaufen. In Bereichen zwischen zwei optoelektronischen
Bauelementen 4, welche in jeweils einer Reihe 8-1, 8-2, 8-3
nebeneinanderliegen, sind erste Kontaktstrukturen 10
angeordnet, welche die in Figur 1 nicht dargestellten
Kathoden der optoelektronischen Bauelemente einer Reihe

miteinander verbinden.

In Bereichen zwischen zwei nebeneinanderliegenden
optoelektronischen Bauelementen 4 aus zwei benachbarten
Reihen (beispielsweise 8-1 und 8-2) sind zweite
Kontaktstrukturen 12 vorgesehen, welche die (ebenfalls nicht
dargestellten) Anoden der benachbarten optoelektronischen

Bauelemente 4 miteinander verbinden.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird ein Abdeckelement 14
mit einem Abdecktrager 16 und einer Vielzahl von ersten und
zwelten streifenfdrmig ausgebildeten Kontaktelementen 18, 20
bereitgestellt (Figur 2). Die ersten und zweiten
streifenfdrmig ausgebildeten Kontaktelemente 18, 20 werden
durch Laserstrukturierung einer Metallisierung 22 auf einer
der Hauptfldchen des Abdecktradgers 16 ausgebildet. Genauer
wird die Metallisierung 22 durch einen Laser entlang
paralleler Linien 24 aufgetrennt, so dass die abwechselnd
angeordneten Kontaktstreifen 18, 20 elektrisch voneinander
getrennt sind. Die hierdurch entstehende Struktur ist in

Figur 3 in Draufsicht dargestellt.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird auf die ersten und
zweiten Kontaktstrukturen 10, 12 ein leitfdhiger Kleber 26
aufgebracht, beispielsweise in kleinen, nicht

zusammenhdngenden Bereichen, wie in Figur 4 dargestellt. Des
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Weiteren wird ein Kleber 28 auf die ersten Kontaktelemente 18
in Bereichen, die an die einzelnen optoelektronischen
Bauelemente 4 befestigt werden sollen, aufgebracht, wie in

Figur 5 dargestellt.

In einem weiteren, in Figur 6 dargestellten Verfahrensschritt
werden das Glassubstrat 2 mit den darauf angeordneten
optoelektronischen Bauelementen 4 (nicht dargestellt) auf das
Abdeckelement 14 geklebt, so dass die erfindungsgeméle
strahlungsemittierende Vorrichtung 100 entsteht. Das
Abdeckelement 14 ragt hierbei in Vorzugsrichtung 6 iiber das
Substrat 2 hinaus und bildet hierdurch eine
Kontaktierungsleiste 30, durch welche die
strahlungsemittierende Vorrichtung 100 mit elektrischer

Energie versorgt werden kann.

Figur 7 zeigt die fertige erfindungsgemialie
strahlungsemittierende Vorrichtung 100 gemdl dem ersten
Ausfihrungsbeispiel, deren Kontaktierungsleiste 30 in eine
entsprechende separate Fassung 32 eingesteckt werden kann.
Die dem Abdeckelement 14 abgewandte Hauptfldche des Substrats
2 bildet eine Strahlungsaustrittsfldche der Vorrichtung 100,
wobei Strahlung lediglich in den Bereichen austritt, welche
den auf dem Substrat 2 angeordneten optoelektronischen
Bauelementen 4 gegeniilber liegen. Dadurch, dass das
Abdeckelement 14 opake Kontaktelemente aufweist, wird Licht
nur auf einer Seite der strahlungsemittierenden Vorrichtung

100 emittiert.

Die Figuren 8 und 9 zeigen schematische Schnittansichten der
strahlungsemittierenden Vorrichtung 100, wobei der Schnitt in
Figur 8 entlang der Linie A-A und der Schnitt in Figur 9

entlang der Linie B-B in Figur 7 genommen ist. Wie in Figur 8



10

15

20

25

30

WO 2015/032901 PCT/EP2014/068953

dargestellt, umfasst jedes der optoelektronischen Bauelemente
4 eine transparent ausgebildete Anode 34, eine Kathode 38 und
eine dazwischen angeordnete organische Funktionsschicht 36.
Der in Figur 8 dargestellte Schnitt verlauft durch eine der
in Figur 1 dargestellten Reihen 8-1, 8-2, 8-3. Die Kathoden
38 zweier benachbarter optoelektronischer Bauelemente 4 sind
Uber die ersten Kontaktstrukturen 10 miteinander verbunden.
Diese sind iiber den leitfiahigen Kleber 26 mit dem ersten
Kontaktelement 18 leitend verbunden. Durch diese Anordnung
ist das erste Kontaktelement 18 mit den Kathoden 38 der
optoelektronischen Bauelemente einer Reihe zumindest
mittelbar verbunden. Die optoelektronischen Bauelemente 4
sind durch isolierende Widerstandselemente 40 voneinander

getrennt.

Figur 9 zeigt einen Schnitt senkrecht zu der Vorzugsrichtung
6 in Figur 1 und somit Uber benachbarte Reihen 8-1, 8-2 und
8-3 hinweg (siehe Figur 1). Auch bei diesem Schnitt sind die
optoelektronischen Bauelemente 4 durch isolierende
Widerstandselemente 40 voneinander getrennt. Die transparente
Anode 34 verlauft in dieser Schnittansicht ununterbrochen auf
dem Substrat 2 und ist in Bereichen zwischen benachbarten
optoelektronischen Bauelementen 4 mit den zweiten
Kontaktstrukturen 12 leitend verbunden, welche wiederum iber
den leitfahigen Kleber 26 mit den zweiten Kontaktelementen 20
elektrisch leitend verbunden sind. Somit sind die Anoden der
optoelektronischen Bauelemente zumindest mittelbar mit den

zwelten Kontaktelementen elektrisch leitend verbunden.

Die Figuren 10-13 zeigen eine strahlungsemittierende
Vorrichtung sowie ein Verfahren zur Herstellung derselben

gemall einem weiteren Ausfihrungsbeispiel der Erfindung.
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Im Gegensatz zum ersten Ausfihrungsbeispiel wird bei der
Herstellung auf beiden Hauptfladchen des Abdecktriagers 16
jeweils eine Metallisierung 221, 222 vorgesehen. Beide Seiten
des Abdecktradgers 16 werden daraufhin derart strukturiert,
dass eine erste Vielzahl von ersten und zweiten
Kontaktelementen 181, 201 und auf der gegenliberliegenden
Seite des Abdecktragers 16 eine zweite Vielzahl von ersten
und zweiten Kontaktelementen 182, 202 bereitgestellt werden.
Nun werden ein erstes Substrat 203 mit darauf angeordneten
optoelektronischen Bauelementen (nicht dargestellt) und ein
zweites Substrat 204 mit darauf angeordneten
optoelektronischen Bauelementen (nicht dargestellt) von
beiden Seiten auf das beidseitig mit Kontaktelementen
versehene Abdeckelement 14 geklebt, wie in Figur 12

dargestellt.

Die Anordnung der optoelektronischen BRauelemente auf dem
ersten Substrat 203 und dem zweiten Substrats 204 entsprechen
hierbei der oben beschriebenen entsprechenden Anordnung gemal
dem ersten Ausfiithrungsbeispiel. Es entsteht eine
Sandwichstruktur, in der zwei Lagen von in Reihen
angeordneten optoelektronischen Rauelementen zwischen dem
Abdeckelement 14 einerseits und jeweils einer der Substrate
203, 204 andererseits angeordnet sind. Auf diese Weise wird
eine (erweiterte) beidseitig Strahlung emittierende
Vorrichtung 200 bereitgestellt, welche eine erste (einfache)
strahlungsemittierende Vorrichtung 400 gemdl dem ersten
Ausfihrungsbeispiel und eine zweite (einfache)
strahlungsemittierende Vorrichtung 500 gemdl dem ersten
Ausfiihrungsbeispiel umfasst, wobei der Abdecktriager 16 der
zwelten strahlungsemittierenden Vorrichtung 500 durch den
Abdecktrager der ersten strahlungsemittierenden Vorrichtung

400 gebildet ist. Ahnlich wie im ersten Ausfithrungsbeispiel
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kann sie durch eine Kontaktierungsleiste 30 mit elektrischer

Energie versorgt werden kann, wie in Figur 13 dargestellt.

Figur 14 zeigt eine moégliche Anwendung der
strahlungsemittierenden Vorrichtung 200 als
Beleuchtungseinrichtung auf einem Tisch 300. Hierbei sind
eine Vielzahl von strahlungsemittierenden Vorrichtungen 200
in verschiedenen Orientierungen auf einer Tischplatte

positioniert, welche durch diese gleichmdaBig beleuchtet wird.
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Patentanspriiche

Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200), umfassend
ein Substrat (2),

eine Vielzahl von auf dem Substrat in parallel zu einer
Vorzugsrichtung (6) verlaufenden Reihen (8-1, 8-2, 8-3)
angeordneten optoelektronischen Bauelementen (4), wobei
jedes der optoelektronischen BRauelemente eine zur
Erzeugung elektromagnetischer Strahlung geeignete
Schichtenfolge mit mindestens einer ersten
Elektrodenflache (38), mindestens einer zweiten
Elektrodenflache (34) und mindestens einer
Funktionsschicht (36) zwischen der ersten
Elektrodenflache und der zweiten Elektrodenfléache
umfasst, wobei die Funktionsschicht dazu geeignet ist,
in einem eingeschalteten Betriebszustand
elektromagnetische Strahlung zu erzeugen, und

ein Abdeckelement (14), welches auf der Vielzahl wvon
optoelektronischen Bauelementen angeordnet ist und eine
Vielzahl von ersten Kontaktelementen (18), welche
jeweils mit den ersten Elektrodenfldchen zumindest
einiger der optoelektronischen Bauelementen elektrisch
leitend verbunden sind, und eine Vielzahl wvon zweiten
Kontaktelementen (20), welche jeweils mit den zweiten
Elektrodenflachen zumindest einiger der
optoelektronischen Bauelementen elektrisch leitend
verbunden sind, umfasst, wobei die Kontaktelemente
streifenfdérmig ausgebildet sind und sich entlang der

Vorzugsrichtung erstrecken.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) nach
Anspruch 1, wobei das Substrat (2) transparent

ausgebildet ist.
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Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) nach einem
der vorangehenden Anspriiche, wobei jedes der ersten

Kontaktelemente (18) jeweils iUber einer der Reihen (8-1,
8-2, 8-3) von optoelektronischen Rauelementen angeordnet

ist.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) nach einem
der vorangehenden Anspriiche, wobei jedes der zweiten
Kontaktelemente (20) jeweils iiber einem Bereich zwischen
zwel benachbarten Reihen (8-1, 8-2; 8-2, 8-3) wvon

optoelektronischen Bauelementen angeordnet ist.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) nach einem
der vorangehenden Anspriiche, wobei jedes der ersten
Kontaktelemente (18) Jjeweils mit ersten
Kontaktstrukturen (10) verbunden ist, welche in
Bereichen zwischen zwei in einer Reihe (8-1, 8-2, 8-3)
nebeneinanderliegenden optoelektronischen Bauelementen

ausgebildet sind.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) nach einem
der vorangehenden Anspriiche, wobei jedes der zweiten
Kontaktelemente (20) Jjeweils mit zweiten
Kontaktstrukturen (12) verbunden ist, welche in
Bereichen zwischen zwei nebeneinanderliegenden
optoelektronischen Bauelementen aus zweli benachbarten

Reihen (8-1, 8-2; 8-2, 8-3) ausgebildet sind.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) nach einem
der vorangehenden Anspriche, wobei zumindest einige der
Kontaktelemente (18, 20) an zumindest einigen der
Kontaktstrukturen (10, 12) {iber einen leitfdhigen Kleber
(26) befestigt sind.



10

15

20

25

30

WO 2015/032901 PCT/EP2014/068953

10.

11.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) nach einem
der vorangehenden Anspriiche, wobei die Kontaktelemente
(18, 20) durch eine strukturierte Metallisierung an
einer der Hauptfldchen des Abdecktradgers (16)
ausgebildet sind.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (100, 200) nach einem
der vorangehenden Anspriiche, wobei das Abdeckelement
(14) in Vorzugsrichtung iber das Substrat (2)

hinausragt.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (200), welche eine
erste strahlungsemittierende Vorrichtung (400) nach
einem der vorangehenden Anspriiche und eine zweite
strahlungsemittierende Vorrichtung (500) nach einem der
vorangehenden Anspriiche umfasst, wobei der Abdecktrager
(16) der zweiten strahlungsemittierenden Vorrichtung
durch den Abdecktradger der ersten

strahlungsemittierenden Vorrichtung gebildet ist.

Strahlungsemittierende Vorrichtung (200) nach dem
vorangehenden Anspruch, wobei die Kontaktelemente (181,
201) der ersten strahlungsemittierenden Vorrichtung
(400) durch eine strukturierte Metallisierung an einer
ersten Hauptfldche des Abdecktragers (16) ausgebildet
sind und die Kontaktelemente (182, 202) der zweiten
strahlungsemittierenden Vorrichtung (500) durch eine
strukturierte Metallisierung an einer zweiten, der
ersten Hauptfldche gegeniiberliegenden Hauptfliche des

Abdecktragers ausgebildet sind.
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12.

Verfahren zur Herstellung einer strahlungsemittierenden
Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, umfassend
folgende Verfahrensschritte:

- Bereitstellen eines Substrats (2) und einer Vielzahl
von auf dem Substrat angeordneten optoelektronischen
Bauelementen (4), wobei die optoelektronischen
Bauelemente in Reihen (8-1, 8-2, 8-3) angeordnet sind,
welche parallel zu einer Vorzugsrichtung (6) verlaufen
und wobei jedes der optoelektronischen Rauelemente eine
zur Erzeugung elektromagnetischer Strahlung geeignete
Schichtenfolge mit mindestens einer ersten
Elektrodenflache (38), mindestens einer zweiten
Elektrodenflache (34) und mindestens einer
Funktionsschicht (36) zwischen der ersten
Elektrodenflache und der zweiten Elektrodenfléache
umfasst;

- Bereitstellen eines Abdeckelements (14), wobeil das
Abdeckelement einen Abdecktrager (16) und eine Vielzahl
von ersten und zweiten streifenfdrmig ausgebildeten
Kontaktelementen (18, 20) auf einer Hauptfldche des
Abdecktragers umfasst; und

- Befestigen des Abdeckelements an die Vielzahl von
optoelektronischen Bauelementen, wobei die Vielzahl wvon
ersten Kontaktelementen jeweils mit den ersten
Elektrodenflachen zumindest einiger der
optoelektronischen Bauelementen und die Vielzahl wvon
zweiten Kontaktelementen jeweils mit den zweiten
Elektrodenflachen zumindest einiger der
optoelektronischen Bauelementen elektrisch leitend

verbunden werden.
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13.

Verfahren zur Herstellung einer strahlungsemittierenden
Vorrichtung nach einem der Anspriiche 10 bis 11,
umfassend folgende Verfahrensschritte:

- Bereitstellen eines ersten Substrats (203) und einer
ersten Vielzahl von auf dem ersten Substrat angeordneten
optoelektronischen Bauelementen (4), wobei die
optoelektronischen Bauelemente in Reihen angeordnet
sind, welche parallel zu einer Vorzugsrichtung (6)
verlaufen und wobei jedes der optoelektronischen
Bauelemente eine zur Erzeugung elektromagnetischer
Strahlung geeignete Schichtenfolge mit mindestens einer
ersten Elektrodenfldache (38), mindestens einer zweiten
Elektrodenflache (34) und mindestens einer
Funktionsschicht (36) zwischen der ersten
Elektrodenflache und der zweiten Elektrodenfléache
umfasst;

- Bereitstellen eines zweiten Substrats (204) und einer
zweiten Vielzahl von auf dem zweiten Substrat
angeordneten optoelektronischen Rauelementen, wobei die
optoelektronischen Bauelemente in Reihen angeordnet
sind, welche parallel zu einer Vorzugsrichtung (6)
verlaufen und wobei jedes der optoelektronischen
Bauelemente eine zur Erzeugung elektromagnetischer
Strahlung geeignete Schichtenfolge mit mindestens einer
ersten Elektrodenfldache (38), mindestens einer zweiten
Elektrodenflache (34) und mindestens einer
Funktionsschicht (36) zwischen der ersten
Elektrodenflache und der zweiten Elektrodenfléache
umfasst;

- Bereitstellen eines Abdeckelements (14), wobeil das
Abdeckelement einen Abdecktrdger und eine erste Vielzahl
von ersten und zweiten streifenfdrmig ausgebildeten

Kontaktelementen (181, 201) auf einer ersten Hauptflache



10

15

20

WO 2015/032901 PCT/EP2014/068953

des Abdecktradgers und eine zweite Vielzahl von ersten
und zweiten streifenfdrmig ausgebildeten
Kontaktelementen (182, 202) auf einer zweiten
Hauptflache des Abdecktragers umfasst;

- Befestigen des Abdeckelements (14) an die erste
Vielzahl von optoelektronischen Bauelementen, wobei die
erste Vielzahl von ersten Kontaktelementen jeweils mit
den ersten Elektrodenfldchen zumindest einiger der
ersten Vielzahl von optoelektronischen Bauelementen und
die erste Vielzahl von zweiten Kontaktelementen jeweils
mit den zweiten Elektrodenfldchen zumindest einiger der
ersten Vielzahl von optoelektronischen Bauelementen
elektrisch leitend verbunden werden; und

- Befestigen des Abdeckelements an die zweite Vielzahl
von optoelektronischen Bauelementen, wobei die zweite
Vielzahl von ersten Kontaktelementen jeweils mit den
ersten Elektrodenfldachen zumindest einiger der zweiten
Vielzahl von optoelektronischen Bauelementen und die
zweite Vielzahl von zweiten Kontaktelementen jeweils mit
den zweiten Elektrodenflidchen zumindest einiger der
zwelten Vielzahl von optoelektronischen Bauelementen

elektrisch leitend verbunden werden.
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